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	日間部四技
	

	開課年級
	4
	開課學期
	上
	預修課程
	

	科目名稱
	半導體設備概論
	修　別
	選修
	學分數／學時數
	3/3

	授課教師
	吳其昌

	教 科 書
	自編講義(Handout by Instructor)

	參 考 書
	《VLSI製造技術》，莊達人，高立圖書有限公司

	評量方式
	平常成績 30% 期中考 30% 期末考 40%

	內
容

綱

要
	本課程主要內容在介紹現今半導體製造所使用的設備，從磊晶設備、無塵室、薄膜、微影、蝕刻設備到量測設備等等，作一完整的介紹，課程內容會從設備的原理、構造、與相關應用作解說。其中亦會針對製程技術的改良而在設備端的因應作說明。


英文課名：Introduction to Semiconductor Equipment
National Chin-Yi University of Technology  Electronic Engineering  Department
Year of   2021   Syllabus（four-year program）
	Year
	4
	Semester
	fall
	Pre-taking Course
	 

	Course
	 Introduction to Semiconductor Equipment
	Required course
/ Elective course
	Elective
	Credit / Hour
	3/3

	Instructor
	 Chi-Chang Wu

	Textbook
	Handout by Instructor

	Reference
	《VLSI製造技術》，莊達人，高立圖書有限公司

	Scoring
	class performance 30%  Midterm 30%  Final Exam 40% 

	Syllabus
	　　The theme of this course is to introduce semiconductor equipment used in modern IC fabrication, including epitaxy, clean room, thin film, lithography, etch, and measuring equipment. The operation principle, configuration, and related applications will be lectured in the class. The improvement of semiconductor equipment caused by the generation of fabrication technology will also be introduced.


